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１．概要（Summary） 

MEMS 磁気センサの Q 値を上昇させるためには、

磁気センサを真空封止する必要がある。ガラスウェハ

をサンドブラストで加工し、その後、陽極接合により

磁気センサウェハとガラスウェハを真空状態で接合

し、Q 値を向上させる。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
サンドブラスト 
【実験方法】 

（1） ガラスウェハをカットする 

（2） 露光する 

（3） サンドブラストでガラスカバー(Fig. 1(1)) 
（4） 陽極接合(Fig. 1(2)) 
（5） Al 電極を形成する(Fig 1(3)) 
（6） めっき後、リード線を接着する(Fig. 1(4)) 

 

Fig. 1 Process chart 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
サンドブラストにより、ガラスウェハを設計通りに作製し

た(Fig. 2)。現在、ガラスウェハの加工までのため、陽極接

合、及び、評価は行っていない。 

 
Fig. 2 Glass cover 
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